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第 6 章は，第 2 部の結論として得られた結果を整理している。
最後に総括として第 1 ， 2 部で用いられた固体の表面，界面研究手法の一般的な問題点を指摘し，将
来の展望を与えている。
論文の審査結果の要旨
本論文は，電子エネノレギー損失分光法と高速イオン散乱分光法により，固体表面や界面の状態を電気
物性学的にしらべたもので，その内容を要約すると次のとおりであるo
(1) 電子エネルギー損失分光法による固体表面近傍の電子状態の研究では，入射エネルギーを低下して
プラズモン励起を少なくすると価電子からの電子励起信号が相対的に大きくなるが，スペクトルのパ
ックグランドが増加する。これに対して殻電子励起を利用した方法は原子的性質を反映したものとな
りパックグランドを減少させるのに非常に有効で，乙の 2 万法を併用しパックグランドを除去する手
法を確立している D
(2) 高速イオン散乱分光法では定量性は良いが，比較的大規模な設備を必要とするのが欠点である。入
射粒子のエネノレギーにより，測定系のエネルギ一分解能によって制限をうける。乙れらの欠点を除去
するには，中速エネルギー粒子を利用し，静電分析器を利用する万法がすぐれている。しかし，乙れ
は表面解析には有効なものの，界面を調べるには不適である。乙の目的のため，試料内へ透過し得る
高速イオンを用い，界面での部分的な連結によるシャドウ効果を利用し，シミュレーションとの比較
によって構造を解明する手法を確立し，乙れが界面構造を研究するのに最有力手段であるとしている。
(3) 実際に電子分光法を活用し層状化合物遷移金属ダイカルコゲナイドおよびシリコンーシリコン酸化
膜の研究を実施し，電子的な構造モデノレとよく一致する実験結果を得ている。
(4) また，高速イオン散乱分光法の開発に伴いシリコン表面およびシリコンー金属界面の研究を実施し，
計算機シミュレーションにより求めたチャネリング現象と実験とが合致する乙とを確かめ，界面反応
の進行について適確なデーターを与えている。
以上のように本論文は，電子分光法と高速イオン散乱分光法の特徴を十分に吟味し，乙れらの手法を
適用して固体の表面ならびに界面の解明に極めて有用な知見を与え，表面物性の研究に貢献すると乙ろ
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大である。よって，本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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